
JP 2010-56929 A 2010.3.11

10

(57)【要約】
【課題】　外来ノイズの防止ならびに小型化・低背化の
促進である。
【解決手段】　本発明は、圧電素子を内蔵し、かつ、該
圧電素子を内部に気密確保する金属を蒸着あるいはスパ
ッタリング可能な非導通材料からなる部材の表面に金属
膜を蒸着またはスパッタリングにより形成し、外来ノイ
ズのシールド効果をもたせたことを特徴とする圧電部品
に関する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧電素子を内蔵し、かつ、該圧電素子を内部に気密確保する金属を蒸着またはスパッタ
リング可能な非導通材料からなる部材の表面に金属を蒸着またはスパッタリングし、外来
ノイズのシールド効果をもたせたことを特徴とする圧電部品。
【請求項２】
　前記非導通材料が、水晶あるいはガラス系材料からなることを特徴とする請求項１に記
載の圧電部品。
【請求項３】
　前記圧電素子が、水晶からなることを特徴とする請求項１に記載の圧電部品。
【請求項４】
　前記圧電素子が、セラミック材料からなることを特徴とする請求項１に記載の圧電部品
。
【請求項５】
　前記圧電素子が、半導体材料からなることを特徴とする請求項１に記載の圧電部品。
【請求項６】
　前記非導通材料からなる部材が、前記圧電素子を内蔵した圧電素子部と、該圧電素子部
の下面に接合、積層されるベース部と、及び圧電素子部の上面に接合、積層されるカバー
部と、からなることを特徴とする請求項１に記載の圧電部品。
【請求項７】
　前記接合が、分子間結合であることを特徴とする請求項６に記載の圧電部品。
【請求項８】
　前記分子間結合が、シロキサン結合であることを特徴とする請求項７に記載の圧電部品
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧電部品、例えば、圧電発振器、圧電振動子、に関し、とくに圧電部品を構
成するベース部及びカバー部を、圧電素子部の圧電素子と直接接合可能な材料、例えば、
水晶、ガラス材料から形成し、圧電素子の気密保持を向上させるとともに、圧電部品の小
型化、低背化を図った圧電部品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、水晶振動子、水晶フィルター、水晶発振器等の表面実装型圧電部品は、図３に示
すように、底面に端子電極２３を設けたベース部材２０に絶縁材及び外部電極を介して水
晶片２１を接続配置し、金属製のリッド部材２２をはんだあるいはろう材を用いてベース
部材２０に接合させて、水晶片２１を内部に気密に封止していた。
【０００３】
　しかしながら、このような従来の圧電部品では、圧電素子の封入及び気密確保に金属製
のカバー（リッド部材）が用いられているので、圧電素子の封入等のほかに、外来ノイズ
等のシールド効果が期待できるものの、これらの金属製のカバーを、例えばシーム溶接封
止等によりカバーをベース部材に固定させるためには、一定のシール巾が必要であった。
そのため、圧電部品の小型化、低背化が極めて困難であった。
【０００４】
　また、従来の圧電部品では、個々の圧電部品毎にカバーを用意し、それぞれシーム溶接
封止するので、その生産性が悪かった。
【特許文献１】特開２００６－４１２９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　本発明が解決しようとする課題は、圧電部品の小型化、低背化と、外来ノイズのシール
ド効果の向上、ならびに圧電部品の製造の際の生産性の向上である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記した課題を解決するため、本発明は、圧電素子を内蔵し、かつ、該圧電素子を内部
に気密確保する金属を蒸着あるいはスパッタリング可能な非導通材料からなる部材の表面
に金属膜を蒸着またはスパッタリングにより形成し、外来ノイズのシールド効果をもたせ
たことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　これにより、外来ノイズのシールド効果が向上するとともに、圧電部品の小型化、低背
化が促進される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の圧電部品を、圧電振動子の実施例について、詳細に説明する。
【０００９】
　図１は、本発明の圧電部品の実施例である圧電振動子の縦断面図を示す。
【００１０】
　この圧電振動子１は、図１に示すように、水晶またはガラス系材料からなるベース部２
と、このベース部２の上面に接合、積層された圧電素子部３及びこの圧電素子部３を覆う
ようにして接合、積層されたカバー部４と、からなる。
【００１１】
　まず、ベース部２には、その上面に断面凹状のキャビティ７が形成され、キャビティ７
の底部には金属膜２ａが、蒸着またはスパッタリングにより形成され、また、ベース部２
の底面には、端子電極８が配設されている。
【００１２】
　また、圧電素子部３には、その中央部に圧電現象を発生する圧電素子６が形成される。
この圧電素子部３は、水晶、セラミック材料、あるいは半導体材料から形成する。
【００１３】
　さらに、カバー部４には、その下面に、断面凹状のキャビティ５が形成され、圧電素子
部３をその上面から覆うようにして、圧電素子部３の上面に接合、積層される。また、カ
バー部４の上面には、Ａｕを主材料とした金属膜４ａが蒸着またはスパッタリングにより
形成されている。
【００１４】
　とくに、本発明の圧電部品の実施例である圧電振動子では、圧電素子６を内部に保持し
、該圧電素子６の気密を確保する圧電素子部３、ベース部２及びカバー部４を、水晶、ガ
ラス材料のような、金属（Ａｕ）を蒸着またはスパッタリングできる非導通な物質から形
成し、それらの部材の壁面（表面）に金属膜を、図２（ａ）及び図２（ｂ）のぼかして示
す部分に図示のように、蒸着またはスパッタリングにより形成して、外来ノイズ、ＥＭＩ
（電磁気妨害）ノイズのシールド効果をもたせるように構成する。
【００１５】
　また、本発明の圧電部品では、カバー部４及びベース部２を、ガラス系材料あるいは圧
電素子６と同一の組成からなる材料、例えば水晶、で構成し、圧電素子部３とカバー部４
及び圧電素子部３とベース部２とを熱圧着による分子間結合、例えばシロキサン結合、に
より接合して積層し、カバー部４あるいはベース部２の外部とのシールド効果をさらに向
上させるようにしてある。
【００１６】
　ここで、シロキサン結合（Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ）では、直接接合の場合は、接合部材の接合
面を鏡面加工して親水化（ＯＨ基化）して仮接合し、これを加熱してシロキサン結合（Ｓ
ｉ－Ｏ－Ｓｉ）によって原子間レベルで接合する。
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【００１７】
　例えば、水晶板の直接接合では、まず水晶板接合面を鏡面加工して、親水化する。すな
わち、水晶板のＳｉ（珪素）にＯＨ基を結合させ、水晶板の接合面同士を重ね合わせて仮
接合し、まずＯＨ基の結合とする。
【００１８】
　次に、水晶の転移点温度未満の温度、例えば３００℃で仮接合した水晶板の加熱処理を
行い、Ｈ2Ｏ（水）を脱水してＳｉ－Ｏ－Ｓｉ（シロキサン基）結合する。
【００１９】
　水晶片の直接接合は、２枚の水晶板をシロキサン結合による直接接合するので、原子間
レベルでの接合となる。この直接接合では、接合面をも親水化してシロキサン結合（Ｓｉ
－Ｏ－Ｓｉ）とするが、さらに水晶板の接合強度を高める場合には、次のようにしてもよ
い。
【００２０】
　すなわち、水晶板の一方を親水化（ＯＨ基）し、他方を疎水化（Ｈ基）して仮接合し、
これを転移点温度（５７３℃）未満で加熱する。これにより、Ｈ2Ｏが除去され、Ｓｉ－
Ｓｉ結合となる（特開２０００－２６９１０６号公報参照）。
【００２１】
　なお、疎水化は、親水面に対する、例えば希釈フッ素酸（ＨＦ）によって得られる。こ
れにより、Ｓｉの直接結合となり、さらに接合強度を高めることができ、接合面からの溶
液の侵入を防止できる。
【００２２】
　また、図２は、本発明の圧電部品の実施例の圧電振動子を、カバー部、圧電素子部及び
ベース部に分解して示した分解図であって、図２（ａ）は、ベース部２のキャビティ内に
金属膜を蒸着またはスパッタリングで形成しない例を、また、図２（ｂ）は、ベース部の
キャビティ内に金属膜を蒸着またはスパッタリングで形成した例を示す。両実施例では、
これらの部材にスルーホール９を形成し、このスルーホール９をＡｕ等により埋めて貫通
電極を形成して、カバー部、圧電素子部及びベース部の電気的導通（グランド効果）の向
上を図っている。
【００２３】
　そして、前述した圧電発振器の実施例と同様に、図２（ａ）及び図２（ｂ）の８に示す
個所に、外来ノイズをシールドするＡｕを主材料とした金属膜２ａ（図１参照）を蒸着ま
たはスパッタリングにより形成する。
【００２４】
　とくに、本発明の圧電部品では、カバー部及びベース部を圧電素子と直接分子間結合に
より接合するため、水晶からなる圧電素子と同じ物質である水晶、またはガラス系材料で
、圧電部品のカバー部またはベース部を形成するので、圧電部品は、透明または半透明な
ものとなる。
【００２５】
　例えば、このような構造をもつ圧電部品において、半導体素子（ＩＣチップ）を組み込
んで、圧電素子を励振する電子回路を構成したものでは、半導体素子に一様な光が照射さ
れ続け、半導体素子のもつ光電効果により電気的特性が変化する。そこで、例えば、カバ
ー部全面に、本願発明の圧電部品のように、金属膜を蒸着またはスパッタリングにより形
成することで、半導体素子への光を遮蔽し、半導体素子の光電効果を維持することができ
る。
【００２６】
　また、本発明の圧電部品に、半導体素子を組み込むことにより、外来ノイズ、ＥＭＩノ
イズの防止について顕著な効果を有するようになる。
【００２７】
　さらに、従来の圧電部品では、外来ノイズ、ＥＭＩノイズの防止に、金属製のカバー（
リッド）を用いていたが、本発明のように、水晶、ガラス系材料からなるカバー部に金属
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るようになる。
【００２８】
　また、本発明の圧電部品では、水晶あるいはガラス系材料からなるカバー部またはベー
ス部に、外部からのノイズのシールド効果が得られるように、それらの表面に金属膜を蒸
着またはスパッタリングにより形成するので、周囲の環境（寄生容量等）による圧電部品
の特性への悪影響が大巾に低減される。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　本発明の圧電部品は、外来ノイズの防止及び小型化・低背化が要求される圧電発振器、
圧電振動子、フィルター等に広範に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の圧電部品の実施例である圧電振動子の完成品の縦断面図を示す。
【図２】図１に示した本発明の実施例の圧電振動子をカバー部、圧電素子部及びベース部
に分解して示した分解図であって、図２（ａ）は、ベース部のキャビティ内に金属を蒸着
またはスパッタリングにより形成しない圧電振動子を、また、図２（ｂ）は、ベース部の
キャビティ内に金属膜を蒸着またはスパッタリングにより形成した圧電振動子を示す。
【図３】従来の圧電部品の縦断面図である。
【符号の説明】
【００３１】
１　圧電部品（圧電振動子）
２　ベース部
２ａ　金属膜
３　圧電素子部
４　カバー部
４ａ　金属膜
５　キャビティ（カバー部）
６　圧電素子
７　キャビティ（ベース部）
８　端子電極
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【図２】

【手続補正書】
【提出日】平成21年4月9日(2009.4.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００２３】
　そして、前述した圧電発振器の実施例と同様に、図２（ｂ）に示す個所に、外来ノイズ
をシールドするＡｕを主材料とした金属膜２ａ（図１参照）を蒸着またはスパッタリング
により形成する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図２】
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